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《平面相移干涉仪》编制说明

（征求意见稿）

一、工作概况

1．任务来源

该任务是根据工信厅科函〔2024〕463 号《工业和信息化部办公厅关于印发 2024 年第

五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》的要求，计划号：2024-1735T-JB，项目名

称《平面相移干涉仪》。主要起草单位：苏州慧利仪器有限责任公司等，要求在 2025 年 12

月 6 日完成修订。

2．主要工作过程

起草阶段：

任务下达后，苏州慧利仪器有限责任公司于 2024 年 12 月 9 日组织成立《平面相移干

涉仪》标准起草工作组，工作组由苏州慧利仪器有限责任公司、上海理工大学等单位的专家

组成，由苏州慧利仪器有限责任公司担任主要起草工作。工作组通过对国内平面相移干涉仪

产品的调研和对国外同类产品资料的分析研究，参考了相关的行业标准、国家标准、国家计

量技术规范和生产相关产品的企业标准，并顾及到产品的技术发展趋势，起草了本标准的工

作组讨论稿。2025 年 2 月 25 日，由苏州慧利仪器有限责任公司牵头在江苏苏州召开了本标

准的起草工作组会议。起草工作组专家对本标准的工作组讨论稿进行了讨论，最终确认了标

准编制原则和主要内容，并提出了修改意见。会后，起草单位对工作组讨论稿进行了修改，

于 2025 年 4 月 20 日完成了本标准的征求意见稿，并递交给本标准归口单位全国光学和光子

学标准化技术委员会（SAC/TC103）向全体委员和专家征求意见。

3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准主要起草单位：苏州慧利仪器有限责任公司、上海理工大学等。

本标准主要起草人及承担工作见表 1。

表 1

二、标准的修订原则和主要内容

1.标准的修订原则

主要起草人 承担任务

韩森 主要起草，承担了本标准的主要起草任务

张薇、冯琼辉
组织协调标准编制工作；

协助起草，从标准化角度对标准草案进行完善。

张薇、沈宇航等
协助起草，收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合

实际应用经验，对标准技术内容进行归纳、总结、验证。
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1）体现产业发展。将应用新技术的产品和产品检验新技术纳入标准，促进推广和技术

进步。

2）面向市场。补充市场新增加的产品类型。标准所涉及的产品分类、基本参数和技术

要求，在合理的前提下，尽量贴近目前国内产品现状。

3) 服务产业。产品技术要求和检验方法应确保产品质量，尽量采用产品生产企业和有

关质检部门应用的成熟技术。由于低角度偏移红外带通滤光片是国内外新出现的产品，本标

准为首次制订，因此所涉及产品名称、术语和定义及技术参数等用语，应力求完整、准确、

规范并能被业内理解和接受。

4）标准的结构和内容编排等方面，依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1部分：

标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

2.标准主要内容

本文件规定了平面相移干涉仪的术语和定义、类型、型式和基本参数、要求、试验方法、

检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于利用微位移机构检验光学平面的面型偏差和平面平晶平面度的平面相移

干涉仪的设计、制造和质量评价。

3.主要技术差异

本标准为修订。

本文件代替JB/T 13872-2020《平面相移干涉仪》,与JB/T 13872-2020相比，除结构调

整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了范围内容（见第1章，见2020年版的第1章）；

——增加了GB/T 13962规范性引用文件（见第2章和第3章，见2020年版的第2章和第3

章）；

——增加了术语和定义的内容（见第3章，见2020年版的第3章）；

——增加了分类内容，并更改了图1、图2的标引序号和符号说明，以及表1的内容（见

第4章，见2020年版的第4章）；

——更改了表2、表4和表5的内容（见表2、表4和表5，见2020年版的表2、表4和表5）；

——增加了试验方法（见第6章，见2020年版的第6章）。

4.解决的主要问题

干涉仪在测量领域的应用，具有悠久的历史。光学产品的光学元件（棱镜、反射镜、光

学平板等）或检验这些元件用的平面样板的面形偏差，需要用平面干涉仪进行检验；机械产

品零件上的高精度平面，需要用平面平晶进行测量，而平面平晶也需要用平面干涉仪进行检

验。

由于干涉仪分辨率高和易于实现的优点，从牛顿时代一直延用至今。但是在相移干涉技

术出现之前，干涉仪的技术进步几乎止步不前。平面相移干涉仪采用 CCD摄像机接收整个

平面的干涉图，利用压电陶瓷微位移机构使干涉图产生相位移动，再通过软件计算，得到被

检平面的面形偏差，采样点可达数十万个，不仅测量精度高，而且具有极高的测量效率。

国家“十四五”规划提出把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，坚持自主可控、安

全高效。要实现这一目标，必须掌握制造关键仪器仪表的核心技术。《工业和信息化部办公

厅关于开展 2023年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》中指出：要提升质量保
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障能力和水平，提高质量公共服务效能，集聚产业技术基础要素资源，提升计量、标准、检

验检测、试验验证等支撑能力；充分发挥实验室作用，支持实验室开展重点产品质量分析比

对、比较试验和综合评价，加快在线检测、智能检测等先进方法工具的创新应用。

要提升质量保障能力和水平，高精度且稳定的精密计量测试仪器是基础。本标准针对高

精密检测的迫切需求，将测量有效口径大于 150mm的中、大口径平面相移干涉仪的相关要

求纳入到行业标准中，填补国内空白，促进平面相移干涉仪产品的技术发展和推广应用，改

变我国高精度平面检测技术落后的局面；优化各项功能指标，明确产品的技术参数要求，从

而为产品设计和生产提供适用、全面、准确的技术依据；同时规范市场和产品质量，推动国

产高端测量仪器的技术进步，满足制造业和国家质检部门需求，对产业发展起到支撑作用。

对开发国产仪器市场、推动国产高端测量仪器的技术进步、满足制造业和国家质检部门需求

具有重要意义。

三、主要试验（或验证）情况

1.主要技术指标确定的依据

标准主要起草单位苏州慧利仪器有限责任公司、上海理工大学等长期从事平面相移干涉

仪的研发、生产和销售，对平面相移干涉仪的各项技术指标和试验方法有着丰富的经验。在

该标准的制订过程中，主要起草单位人员参考或引用了 GB/T 13962《光学仪器术语》、GB
7247.1《激光产品的安全 第 1部分：设备分类、要求》和 GB/T 25480-2010《仪器仪表运

输、贮存基本环境条件及试验方法》等相关条款，并考虑到平面相移干涉仪是新型高科技产

品，因此在标准制订中所涉及产品名称、术语和定义及技术参数等用语，力求完整、准确、

规范并能被业内理解和接受。并对仪器的光学零件表面要求、干涉图要求、标记要求、机械

运转要求、软件要求及运输贮存基本环境试验等指标作了明确规定，从而形成了本文件。

2.制订后验证的情况

正在进行中。

四、标准涉及专利的情况

本标准不涉及专利。

五、预期达到的社会效益，对产业发展的作用等情况

随着光学和精密机械产品对平面制造精度要求的日益提高，传统的平面干涉仪早已不能

满足平面测量精度和效率的需求，而平面相移干涉仪的出现，不仅实现了平面干涉仪的更新

换代，而且正好填补了制造业和国家质检部门对高精度平面检测设备需求的空白。

为了促进平面相移干涉仪产品的技术发展和推广应用，改变我国高精度平面检测技术落

后的局面，应该修订平面相移干涉仪产品标准，为产品设计和生产提供更加适用、全面、准

确的技术依据。同时，也有利于规范产品市场、保证产品质量，从而满足制造业和国家质检

部门需求，对产业发展起到支撑作用。

六、国际、国外对比情况

欧美国家的微/纳米检测技术研究起步于上世纪七十年代，其中，美国、德国、瑞士在

该技术方面的仪器研制已经获得了突破，处于全球领先地位。目前，在光机制造方面，我国

的制造能力已据全球三分之二以上，但国内现有计量检测方面的高端精密仪器大都依赖于进

口，据中国仪器仪表学会提供的一项数据显示：目前在我国，高档科学仪器 90％、甚至 100％
的市场份额被国外品牌占据，国产仪器在国内占领的只是中低档产品市场。而即使是中低档
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产品市场，“也面临着国外品牌的市场冲击力”。相移式激光干涉测量仪是其中代表性的仪器，

目前国内约有 500台（套）相移式激光干涉测量仪，均为进口仪器，其量值传递和溯源的仪

器也需要进口。

具体到高精度面形检测成像仪器领域，国内相关仪器研发在近十年来，取得了较大进

步，如成都太科光电对 600mm 大口径平面干涉仪的研究，南京理工大学在相移方面的研究，

上海光学精密机械研究所在 150mm 口径条纹观测方面。但是国产仪器在稳定性、可靠性和

创新性方面还有较大差距，特别是核心技术及自主产权方面还受制于国外公司。

当前，国内市场几乎被国外产品占据，比如美国 ZYGO、美国Wyko/Veeco/Bruker、欧

洲 SILO、日本富士等公司的产品。进口设备不仅价格昂贵（全套产品价格一般在 100万到

1000万人民币之间），维护成本高，而且与此相关的技术已经形成了行业垄断，对国内仪器

仪表行业实行技术封锁。因而，研制具有自主知识产权的仪器设备就成为打破国外技术垄断，

挽救国内仪器仪表行业的必然选择。其途径也必然是立足市场需求，针对性地解决现有仪器

存在的问题，抓住仪器发展的技术方向，实现仪器研发的跨越式发展。本标准的修订，正是

为了配合和促进国产高精度相移式激光干涉测量仪市场的发展，将测量有效口径大于

150mm的中、大口径平面相移干涉仪的相关要求纳入到标准中来。

本标准项目尚无对应的国际标准和国外先进标准可供采用。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准、特别是强制性标准

的协调性

本标准属于属于光学和光子学领域标准体系表中的“01光学仪器-05光学设备-05其他

光学设备”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据。

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布 6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，JB/T 13872—2020废止。

十二、其他需要说明的情况

无。


